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【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年11月17日(2011.11.17)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周領域を有している光学要素（１８，２１）を、特にレンズまたはミラーを、光学要
素（１８，２１）の外周領域に配置されている少なくとも３つの被支持部位（１７）を介
して担持体（６）に対し相対的に支持するための装置において、
　光学要素（１８，２１）が被支持部位（１７）を介して少なくとも１つの方向で伸縮性
弾性要素（１４，１５，１６）による荷重に基づく接触により保持され、
　各被支持部位（１７）ごとに伸縮性弾性要素が担持体本体（２）を備えた支持装置（１
）内にあり、
　支持装置（１）が光学要素を担持体（６）で静力学的に保持し、
　被支持部位（１７）にそれぞれ少なくとも２つのカップリング部位が設けられ、そのカ
ップリング部位に対し、担持体本体（２）で光学要素（１８，２１）を保持するためのそ
れぞれ２つの保持力が作用し、
　カップリング部位を介してそれぞれ１つのスラスト力（Ｆ1，Ｆ3，Ｆ5）と１つの接線
方向の力（Ｆ2，Ｆ4，Ｆ6）の双方が光学要素（１８，２１）に作用する
　ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　光学要素（１８，２１）が伸縮性弾性要素（１４，１５，１６）によってもたらされる
最小力による荷重に基づく接触保持方向において保持されることを特徴とする請求項１に
記載の装置。
【請求項３】
　光学要素（１８，２１）が軸線方向および／または接線方向において荷重に基づく接触
により保持されることを特徴とする、上記請求項のいずれか１項に記載の装置。
【請求項４】
　光学要素（１８，２１）に、被支持部位（１７）を形成する突起（１７）が配置されて
いることを特徴とする上記請求項のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
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　被支持部位（１７）が光学要素（１８，２１）自身により形成されていることを特徴と
する上記請求項のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　カップリング部位において、それぞれ１つのスラスト力と、光学要素（１８，２１）の
光軸に対し垂直な方向に指向するそれぞれ１つの力とが前記光学要素（１８，２１）に作
用し、任意の方向に指向する前記力はただ１つの点で交わらない作用線を持っていること
を特徴とする請求項１から５までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　被支持部位（１７）がもっぱら荷重に基づく接触により保持されることを特徴とする請
求項１から６までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項８】
　弾性要素が担持体本体（２）により少なくとも部分的に取り囲まれていることを特徴と
する請求項１から７までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
　弾性要素が予め緊張せしめられる圧縮ばね（２４，２５，２６；３１，３３，３４；３
５，３６）によって形成されることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　圧縮ばね（２４，２５，２６；３１，３３，３４；３５，３６）が突起（１７）を軸線
方向と接線方向において保持していることを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　接線方向に１つまたは２つの圧縮ばね（２４，２５；３３，３４；３６）が配置されて
いること、軸線方向に１つまたは２つの圧縮ばね（２６；３１；３５）が配置されている
ことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　圧縮ばね（２４，２５，２６；３１，３３，３４；３５，３６）が光学要素（１８，２
１）の搬送時に生じるショック荷重を吸収することができる限りにおいてのみ予め緊張せ
しめられていることを特徴とする請求項９から１１までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１３】
　圧縮ばね（２４，２５，２６；３１，３３，３４；３５，３６）が支持装置（１）の担
持体本体（２）内に配置され、担持体本体（２）がモノリシックソリッドリンク（７）に
よって保持されることを特徴とする請求項９から１２までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ソリッドリンクが２つのロッドまたは足部（４，５）を用いたバイポッドとして構
成されていることを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　被支持部位（１７）に、または、光学要素（１８，２１）自身に、特にそのエッジ領域
に、軸線方向および／または接線方向および／または半径方向の切欠きまたは溝が支持装
置（１）の伸縮性弾性要素との結合のために形成されていることを特徴とする請求項１か
ら１４までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１６】
　圧縮ばねが前記切欠きまたは溝によって受容されることを特徴とする請求項１５に記載
の装置。
【請求項１７】
　被支持部位（１７）が弾性要素を介して、特に圧縮ばねを介して、支持装置に属するク
ランプ（５１）で保持されることを特徴とする請求項１５または１６に記載の装置。
【請求項１８】
　光学要素（１８，２１）が圧電型または電磁型駆動手段により、特にローレンツアクチ
ュエータにより、少なくとも１つの自由度で位置調整可能であり、前記駆動手段は支持装
置（１）の内部および／または支持装置（１）と担持体（６）との間および／または光学
要素（１８，２１）と支持装置（１）との間に配置されていることを特徴とする請求項１
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から１７までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１９】
　請求項１から１８までのいずれか１項に記載の２つの装置から成る設備において、前記
２つの装置の光学要素（１８，２１）が、複数個の支持装置（１）を交互に吊り下げ配置
および立設配置することにより、ただ１つの担持体（６）に、特に支持リングに配置され
ていることを特徴とする設備。
【請求項２０】
　外周領域を有し、前記外周領域に配置される少なくとも３つの被支持部位を有する光学
要素と、
　前記被支持部位それぞれに対して設けられ、少なくとも１つが担持本体を有する支持装
置と、
　少なくとも１つの前記支持装置の前記担持本体内に配置される伸縮性弾性要素と、
　前記支持装置それぞれを支持する担持体とを備え、
　少なくとも１つの前記支持装置において、前記伸縮性弾性要素を用いた荷重に基づく接
触によって、向合う２方向から前記光学要素が保持される
　ことを特徴とする装置。
【請求項２１】
　前記支持装置は、前記担持体で静力学的に前記光学要素を保持することを特徴とする請
求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記伸縮性弾性要素は、前記光学要素に対して第１接線方向および前記第１の接線方向
と向合う第２の接線方向から荷重に基づく接触によって、前記光学要素を保持することを
特徴とする請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　前記伸縮性弾性要素は、前記光学要素の光軸に対して平行な軸線方向に、荷重に基づく
接触によって、前記光学要素を保持することを特徴とする請求項２２に記載の装置。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　この課題は、本発明によれば、冒頭で述べた種類の装置において、光学要素が被支持部
位を介して少なくとも１つの方向で伸縮性弾性要素による荷重に基づく接触により保持さ
れ、各被支持部位ごとに伸縮性弾性要素が担持体本体を備えた支持装置内にあり、支持装
置が光学要素を担持体で静力学的に保持していることによって解決される。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１９】
　本発明によれば、カップリング部位でのクリープ効果、緊張状態にある部材の締め付け
力の弛緩を十分に回避できる。それ故、接触部位の数量も最小限に制限される。光学要素
を保持するためにもっぱら荷重に基づく接触の結合のみが実現され、摩擦による結合は必
要ない。緊張力は最小の弾性力を使用することにより最小限に抑えられる。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２０
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【００２０】
　本発明の思想によれば、摩擦による結合の代わりに荷重に基づく接触の結合が適用され
る。この種の結合の利点を以下に詳細に説明する。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
　質量Ｍの光学要素が１つの方向ｘに（たとえば接線方向に）たとえばショックが付加さ
れた結果運動したとすると、換言すれば加速度Ａを受けたとすると、接線方向に（一般的
には加速度の方向に）光学要素に対し力ＦT＝Ｍ・Ａの変化が作用する。この力の変化に
対しては、光学要素を摩擦で保持する場合（たとえばばね板または皿ばねを用いて保持す
る場合）、少なくともＦRS＝Ｍ・Ａ／μの大きさの保持力が必要である。柔軟なばね、好
ましくは平坦な弾性特性曲線を持ったばねを用いて荷重に基づく接触により保持する場合
、光学要素の位置を保持するには、力はΔＦKS＝Ｍ・Ａだけ変化すればよい。この例の場
合、力ＦRSは光学要素の取り付け面に対し垂直に作用し、すなわち光学要素が接線方向に
加速度を受けたとすると、この力はほぼ軸線方向に作用する（Ｆaxial）。なお、μは静
止摩擦係数であり、取り付け面を精密に加工する必要がある場合、ほぼ０．１ないし０．
２の範囲にある。静止摩擦係数が小さいため、光学要素を保持するには、光学要素を荷重
に基づく接触により保持して加速度力を直接たとえば弾性要素により吸収する場合よりも
かなり大きなスラスト力Ｆaxialを適用しなければならない。上記の例が示すように、光
学要素を荷重に基づく接触により保持する場合のΔＦKSの値はＦRS（光学要素を摩擦で保
持する場合）の値よりも非常に小さい。これは、総じて光学要素が曝される機械的締め付
け力がより小さいからである。弾性手段を用いた過重に基づく接触による結合の場合、弾
性力は、或いは、弾性手段の変形によって生じる、加速度に反作用する力は、光学要素を
再びホームポジションへ戻し、他方摩擦による結合の場合には、たとえば静止摩擦による
光学要素の固定が短時間保証されていなければ、光学要素はあいまいな振舞いをすること
がある。さらに、光学要素を摩擦で保持する場合、摩擦結合を生じさせる大きな力を光学
要素に対し常時作用させねばならず、他方光学要素を荷重に基づく接触により保持する場
合には、光学要素が上記加速度Ａを受けた場合にのみ、或いは、光学要素がショックを受
けた場合にのみ、光学要素は、荷重に基づく接触の結合を提供している弾性要素の弾性特
性に依存する、摩擦による結合に比べて著しく小さな力に曝される（以下の図１に対する
説明を参照）。それ故、光学要素を荷重に基づく接触により保持することは、光学要素を
摩擦で保持する場合よりも締め付け力が極めて小さな保持態様である。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２２】
　図１は、光学要素を荷重に基づく接触により保持するケースにおいて、保持力に関し予
め緊張せしめられていない弾性要素を用いて光学要素を保持する場合に、位置ｘ（たとえ
ばｘ軸上の２つの点のうちの一方の点によって特定される位置で、ｘは一般的には空間座
標である）において光学要素に作用する力ＦT（たとえば接線方向の力）を示している。
力積が作用している間、或いは、光学要素を加速させることにより、力ΔＦKSが発生する
と、この力は光学要素を変位量Δｘだけ変位させる。この変位量Δｘは光学要素を保持し
ている弾性要素によって決定される。力ΔＦKSの作用が終了すると、光学要素は再びその
ホームポジションへ戻る。同様の挙動は、弾性要素が所定の力で予め緊張せしめられるケ
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ースにおいて、力ΔＦKSが所定の予緊張力を上回った場合に生じる。弾性要素が予め緊張
せしめられるケースにおいて、力ΔＦKSが所定の予緊張力よりも小さければ、光学要素は
その本来の位置に留まり、すなわち変位量はゼロである（Δｘ＝０）。ＦKSは、光学要素
を適当な位置ｘで保持するために光学要素にもたらされるべき、光学要素に作用する力で
ある。すなわちＦKSは、光学要素を前記位置で保持するために弾性（伸縮性）要素によっ
てもたらされる、光学要素を荷重に基づく接触により保持する方向での最小力である。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２３】
　摩擦による結合の場合には、光学要素がその本来の位置に留まるよう保証されねばなら
ない。この場合、力積によって光学要素に作用する力が静止摩擦力を越えてはならない。
すなわち、力積の範囲内で、前述の荷重に基づく接触の結合の場合と同じ力ΔＦKSが作用
した場合、もし光学要素と保持要素との間に力ＦRSが静止摩擦を提供している面に対し垂
直に作用すれば、光学要素はその位置を変化させない。すなわち光学要素は確実に保持さ
れる。前記力ＦRSと静止摩擦係数μとの積は、力積によって生じる前記力ΔＦKSよりも大
きく、すなわちＦRSμ＞ΔＦKSである。なお、この場合、力積の力は静止摩擦を提供して
いる面の方向に指向しているものと仮定した。このようなケースでない場合には、前記Δ
ＦSの代わりに、この方向に指向する力成分を使用する。この力成分はレゾルバーによっ
て検出できる。前記条件ＦRSμ＞ΔＦKSが損なわれると、光学要素がその本来の位置から
離間して新たな位置を占める恐れがある。力の作用が終了した後、すなわち力積が終了し
た後、光学要素はこの新たな位置に留まる。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２４】
　上述したように、光学要素を摩擦により保持する場合の静止摩擦係数が小さな値である
ため、保持力は、力積により光学要素に作用すると予想される最大力または光学要素の加
速度により予想される最大力のほぼ５倍ないし１０倍の大きさでなければならない。この
点を図１においてＦRSで示した。これにより光学要素は荷重に基づく接触により保持する
場合よりも強い締め付けに曝される。しかしながら、荷重に基づく接触による保持で（光
学要素を摩擦で保持する場合と同様の）この強い締め付けが許容されると、光学要素の許
容変位量Δｘ（図１を参照）が同じである場合、一般的には、可能な力積に対しより大き
な力ΔＦRSを保持システムにより吸収することができる。なお、図１では、簡単にするた
め、光学要素用保持装置用の、予め緊張せしめられない弾性要素は、位置ｘにおいて力Ｆ

RSを生じさせるものと仮定した。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３０】
　突起をもっぱら荷重に基づく接触により保持する装置が有利である。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５０
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５０】
　図２の光学要素を支持するために使用できるような、クランプ要素１（支持装置１）の
内部で突起１７を保持するための実施形態（図６）では、突起１７の下面と垂直面に伸縮
要素２４，２５，２６が装着されている。これらの伸縮要素２４，２５，２６はたとえば
緊張せしめたコイルばねまたは皿ばねとして形成されている。下面とは反対側の上面には
剛体要素２７，２８が配置されている。突起１７は前記垂直面とは反対側の垂直面に膨隆
部２９を備えており、膨隆部２９はシリンダピン３０に面し、すなわちシリンダピンに当
接する。したがって、突起１７は特定の機械的負荷または荷重に対し荷重に基づく接触に
より保持される。このように荷重に基づく接触により保持されるのは、光学要素の機械的
負荷が下方に作用する力積の場合である。このような力積は、たとえば光学要素を取り囲
んでいるユニット（たとえばリソグラフィー装置の光学部材）の搬送または組み立ての場
合に発生するような衝撃（またはショック）から生じる。物理学では通常、力積とは作用
力を時間で積分したものである。力積は、一般に、インパルスの変化によって表わすこと
ができ、或いは別の表現をすれば、時間的に制限された加速度によって発生させることが
でき、或いは簡単には、時間的に制限された力によって発生させることができる。力積に
よって生じる、光学要素の下向きの加速度は、伸縮要素２４と２５によって吸収され、或
いは、ばねを予め適当に緊張させておけばこの加速度は阻止される。なお、ばね２４と２
５を予め緊張させる場合には、この予緊張力はたとえば予想される力積で発生する最大力
に対応するように選定される。このようにして、突起１７が剛体要素２７と２８の当接面
から解離または離間するのが阻止される。予緊張力をこれよりも小さく選定すると、予想
される力積が最大である場合、光学要素の突起１７は短時間で剛体要素２７と２８から離
間する。しかしこのとき、ばね２４と２５により力が減衰するに伴ってこれらばねによっ
て突起１７は再び剛体要素２７と２８に当接する。したがって、（衝撃またはショックに
よる）下向きの力積が作用した後、光学要素は剛体要素２７と２８によって設定される所
望の位置を再び占める。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５１】
　ばね２４と２５および剛体要素２７と２８に対応して、ばね２６は接線方向に力積が作
用したときに（力積の力成分はシリンダピン３０からばね２６のほうへ指向している）、
シリンダピン３０と協働する。ばね２６も同様に予め緊張させられていてよく、この場合
の予緊張力は、予想される力積で生じる最大力にほぼ対応しているのが好ましい。このよ
うにして、突起１７がシリンダピン３０の当接面から解離すること、或いは、この当接面
から離間することが阻止される。ばね２４と２５の場合と同様に、ばね２６の予緊張力は
力積で予想される最大力よりも小さく選定してもよい。この場合には、光学要素の突起１
７は短時間でシリンダピン３０の当接面から離間する。その後、力が減衰するにしたがっ
て突起１７はばね２６により再びシリンダピン３０に当接する。これにより、光学要素は
接線方向の力成分をもった力積（たとえば衝撃またはショックにより発生する）が作用し
た後に、シリンダピン３０により予め設定された所望の位置を占める。一般的には、図６
に図示したばねの代わりに弾性手段を使用してもよい。完全を期すために述べておくと、
図６に図示した支持装置の実施形態を用いて光学要素を保持する場合、剛体要素２７，２
８の方向に力成分を持った力積の場合および／またはシリンダピン３０の方向に力成分を
持った力積が作用する場合、光学要素は摩擦でも保持される。この場合、ホールダのサイ
ズが適宜なサイズであれば、摩擦による保持力は荷重に基づく接触による保持力も小さい
。これに対して、力積の力作用が正確に剛体要素２７，２８の方向またはシリンダピン３
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０の方向に指向していれば、光学要素は突起１７により図６の支持装置で確動的に保持さ
れる。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５２】
　他の構成（図７）では、光学要素２１を保持するために、突起１７の下面にも両垂直面
にも伸縮性弾性要素３１，３２，３３，３４が配置されている。一般的に伸縮要素が予緊
張力をも有することのできる弾性要素であってもよいこの種の支持装置の実施形態が選定
されるのは、下向きの任意の方向の力積が予想される場合、および、その際に光学要素を
荷重に基づく接触により保持すべき場合である。一般的に言って、上向きの任意の方向の
力積が予想される場合には、図７に図示した、突起１７に上から作用する剛体要素の代わ
りに、場合によっては予め緊張せしめられる伸縮要素または弾性要素を使用してよい。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５４】
　本発明の他の構成（図９）では、光学要素に１つの突起４２が設けられている。突起４
２は、圧縮ばね４３によって取り囲まれているねじ４４を介して、絶縁性の（静力学的な
）支持要素４６のヘッド要素４５と結合されている。支持要素は２つの足部４７，４８に
よって形成されるバイポッドを介して担持要素に対し支持されており、且つ固定されてい
る。突起４２は、接線方向において、圧縮ばね４９によって取り囲まれているねじ５０を
介して弾性支持されている。支持要素４６はその上面にクランプ５１を有しており、クラ
ンプ５１は板ばね５２を有している。板ばね５２はヘッド要素４５とクランプ５１との間
の領域に突起４２を差し込むのを容易にさせる。板ばね５２に装着されている接続部材５
３にはソリッドリンク５４が一体に組み込まれており、その結果ねじ５０による接線方向
での突起４２の弾性支持が支援される。接続部材５３は位置調整要素６０を用いて接線方
向に位置調整でき、これにより突起４２をこの方向で位置調整できる。ねじ５０を後調整
することにより、突起５２を再び所望の予緊張力で、または予緊張力なしで保持すること
ができる。したがって、光学要素をその位置に関し１つの自由度で調整することが可能で
あり、且つ突起４２を備えた光学要素の位置に関係なく、突起４２に作用する予緊張力を
場合によっては調整することが可能である。一般的に、光学要素１８，２１の被支持部位
１７，４２はその被支持部位の位置に関し少なくとも１つの自由度で調整でき、この場合
補助的に、光学要素１８，２１は被支持部位１７、４２を介して少なくとも１つの方向で
少なくとも１つの弾性要素または少なくとも１つの伸縮性弾性要素１４、１５、１６、４
９による荷重に基づく接触により保持され、且つ場合によっては、伸縮性弾性要素または
弾性要素により生じる保持力を、操作位置とは独立に、よって光学要素の位置とは独立に
調整できる。他の実施形態では、たとえば位置調整要素６０の代わりに、ねじ５０と同等
の装置を用いてもよく、或いは、この種のねじを用いてもよい。この種のねじも圧縮ばね
４９によって取り囲まれているのが好ましい。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５５】
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【図１】荷重に基づく接触による結合の場合の力を示す図である。
【図２】支持装置とともに示したクランプ要素の平面図である。
【図３】クランプ要素を備えた３つの支持装置を介して担持体本体で支持されている光学
要素とともに図示した装置の斜視図である。
【図４】装置内での光学要素の保持態様を図示した概略図である。
【図５】装置内での光学要素の保持態様を図示した概略図である。
【図６】装置内での光学要素の保持態様を図示した概略図である。
【図７】装置内での光学要素の保持態様を図示した概略図である。
【図８】装置内での光学要素の保持態様を図示した概略図である。
【図９】光学要素をクランプを用いて保持するための固定装置の図である。
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